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便于设计的尺寸和范围
小型大流量水用流量传感器新上市！

WFK3000 SERIES

卡曼涡街式水用流量传感器　FLUEREX

机型种类丰富 新增C型
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WFK3000
C系列
模拟输出1点
开关输出1点

WFK3000
M系列
开关输出2点

WFK3000
S系列
模拟输出1点
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传感器型仅需配线即可立即使用。
开关型只需转动旋转开关即可完成设定。
无需进行繁琐的开关设定。

也可放心安装在食品机械等需要防水喷射性的
场所。

半导体制造设备的冷却及温度管理。
蚀刻、磨床、切片机、CVD。

冷却水的定量管理。

采用高可靠性卡曼涡街式。
卡曼涡街式与叶轮式不同，它没有可动部，因
此不会因配管中的杂物、锈斑等发生故障。

半导体 半导体制造装置 淬火 高频淬火装置

控制装置

通信 I/O单元 A/D转换
单元

PLC

I/O单元

输入端子 输出端子
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WFK3000S
传感器型：模拟输出1点

WFK3000M
开关型：开关输出2点

WFK3000C
传感器・开关型：

模拟输出1点、开关输出1点

电源指示灯 通水指示灯 输出指示灯 旋转开关旋转开关
（分10档设定输出设定值） 输出指示灯实时流量显示

（10L/min以上显示整数部分） 实时流量显示
（10L/min以上显示整数部分）

涡街发生体流向 检测部

异常检测周边
设备的控制

操作简单，无需操作说明

用途示例

高可靠性测量方式 防护等级：相当于IP65

支持模拟、
开关两种输出
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